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Microscopios estéreo Serie SMZ

La serie SMZ, altamente rentable, ofrece rendimiento dptico extraordinario, expansibilidad flexible del sistema y operabilidad espectacular.

Tipo 6ptica paralela
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SMZ25 sMz18 || 2Me1570.amm || sMz80ON amp

Relaciéon de zoom 251 18:1 12.7 1 8:1

Rango de zoom 0.63-15.75 aumentos 0.75-13.5 aumentos 0.63-8 aumentos 1-8 aumentos

Acungent_f? tOtf}':: B 3.15-945 aumentos 3.75-810 aumentos 3.15-480 aumentos 5-480 aumentos
Rl (6 3157.5 aumentos) (7.5-135 aumentos) (6.3-80 aumentos) (10-80 aumentos)

D.T. 60 mm 60 mm 70 mm 78 mm

Camara 4 4 Vv Vv

V' : Disponible/ —: No disponible

Tipo Greenough

.0 L% X4

SMZ745 SMZ445
SMZ745T SMZ460 SMZ-2

Relacion de zoom 75:1 4.4:1 4.3:1 5:1
Rango de zoom 0.67-5 aumentos 0.8-3.5aumentos 0.7 -3 aumentos 0.8-4 aumentos
%Un:fnt_‘? tOtf}": . 3.35-300 aumentos 4-70 aumentos  3.5-60 aumentos 4-120 aumentos
(o (6.7-50 aumentos) (8-35 aumentos) (7-30 aumentos) (8-40 aumentos)
D.T. 115 mm 100 mm 77.5mm
Camara V' (solo SMZ745T) - -

\/ : Disponible/ —: No disponible

*1: Segun la combinacion de ocular y lente objetivo. *2: Combinacién de ocular de 10 aumentos y lente objetivo de 10 aumentos. *3: Lente objetivo de 1 aumento o sin lente objetivo auxiliar.

Consulte los folletos de los productos particulares para obtener mas detalles.




Microscopios industriales

Los microscopios industriales de Nikon cuentan con sistemas ¢pticos CFI60-2, muy valorados por su exclusivo concepto de alta AN junto con larga D.T.

Microscopios verticales (modelo

VISON o [\V100ND
VISONA -S| |y100DA-U __,1
LV150NL*

Unidades de iluminacién y
LV100ND

El modelo ofrece diversos
métodos de observacion
con iluminacion reflejada/

| ionabl an .
base seleccionables segu transmitida.

los métodos de observacion
y la finalidad del uso.

LV150N o

--- || BF | DF | DIC [POL | FL |Ph-C[2haces
Métodode WEPIL V| v | Vv | v | v | v ---
observacion \/ : Disponible/ —: No disponible -----

\/ : Disponible/ —: No disponible

lluminador e Episcopico e Episcopico/diascopico
I e Platina 3x2 (recorrido 75x50 mm) e Platina 3x2 (recorrido 75x50 mm)
Platina * Platina 6x6 (recorrido 150x150 mm) * Platina 6x4 (recorrido 150x100 mm)
*Consulte en el folleto de la "serie LV-N" las otras platinas compatibles. *Consulte en el folleto de la "serie LV-N" las otras platinas compatibles.
v /

BF: campo claro DF: campo oscuro DIC: contraste de interferencia diferencial FL: fluorescencia POL: polarizacién 2 haces: interferometria con doble haz Ph-C: contraste de fases
*Solo BF, DIC y S-POL disponibles para LV150NL

Microscopios verticales (modelo con platina grande)

L300N i L200N n
L300ND L200ND

Platina con Platina con recorrido
recorrido de de 200x200 mm
350x300 mm disponible. Apto para h

observacion de oblea
de 2200 mm.

disponible. Apto
para observacion
de oblea de

L200ND
2300 mm.

oF
Método de v | v v v |v
observacion Mol v* | — [ — | — | — | oAl v | — [ — | — | — |
*Solo L30OND \/ : Disponible/ —: No disponible *Solo L200OND \/ : Disponible/ —: No disponible
luminad B L300N : episcopico * L200N : episcopico
e . 300ND : episcopico/diascopico e L200ND : episcopico/diascépico
Platina ® Platina 14x12 (recorrido: 350300 mm) e Platina 8x8 (recorrido: 200x200 mm)
. .

BF: campo claro DF: campo oscuro DIC: contraste de interferencia diferencial S-POL: polarizacién simple FL: fluorescencia

4 Consulte los folletos de los productos particulares para obtener mas detalles.



Serie ECLIPSE

Microscopios metalurgicos invertidos

MA200 ~ MA100
o _ MA100L

EIMA100 y el MA100L son

Con su exclusiva
estructura de caja
maciza, el MA200

ofrece alta estabilidad microscopios invertidos A
" ) i compactos, disefiados
y durabilidad, ademas .
para observacion ,

de campo claroy

de menor tamafio '
polarizacion simple.

que los modelos
convencionales.

MA100L

DIC S-POL FL S-POL

e oFoe TSR
————— A R R A N

\/ : Disponible/ —: No disponible

Método de
observacion

lluminador e Episcopico/diascopico e Episcopico
¢ Platina mecénica MA2-SR (recorrido 50x50 mm) * Platina rectangular de 3 placas MA-SR (recorrido 50x50 mm)
Platina * Platina MA-SP Plan

* Platina mecénica incorporable Ti-SM CH (recorrido 126x80 mm)

v V.

BF: campo claro DF: campo oscuro DIC: contraste de interferencia diferencial S-POL: polarizacion simple FL: fluorescencia

Microscopios con zoom multiuso
LVI0ONPOL  ~@g AZ100 e
Ci POL AZ100M

Microscopios polarizantes de El modelo multizoom AZ100

alta calidad con extraordinario y AZ100M combina las N
rendimiento éptico que ventajas de los microscopios
se adaptan a diversas estereoscopicos y
necesidades de observacion. metalograficos.

LV100NPOL 5 AZ100

BF POL DIC S-POL FL
Método de Eil-—-—-
\/ : Disponible/ —: No disponible V/ : Disponible/ —: No disponible

lluminador * Episcopico/diascopico * Episcopico/diascopico

e LV100NPOL: platina giratoria de alta precision para * Platina 6x6 (recorrido 150x150 mm) para luz episcépica
Platina observacion de polarizacion * Platina 6x4 (recorrido 150x 100 mm) para luz diascépica

e Ci POL : platina giratoria con abrazadera

/ J

BF: campo claro POL: polarizacién DF: campo oscuro DIC: contraste de interferencia diferencial S-POL: polarizacion simple FL: fluorescencia



Camaras digitales para microscopios

Serie Digital Sight

El nuevo modelo independiente tiene capacidad de adquisicion de imagenes de alta resolucion sin unidad de control, mientras que
el tipo sistema permite montaje libre de controladores y cabezas de camara.

Modelo independiente Tipo sistema (cabezas de camara)

_Ri CNEW ) Cabeza de camara a Cabeza de cdmara a :
DS Rl 2 - color de alta velocidat color de alta definicion

Con capacidad para expresar DS-Vl 1
imagenes en su estado natural, esta
camara digital de microscopio ofrece
alta resolucion, reproduccién de color
y velocidad de fotogramas.

safen |5
megapixeles resolucion

-

e

g
megapixeles

5.0 L Alta
megapixeles resolucion

oogames N | 27 fps (800600 @R ) [ 21 fps (1280<960/ 06D
Pixeles max. 4908x3264 16001200 2560%1920
registrables
*Consulte otras camaras en el catalogo de la "serie Digital Sight" . +

Tipo sistema (unidades de control)

Unidad controlada por PC

DS-U3

Desde visualizar y adquirir

imagenes en vivo hasta avanzado
procesamiento de imagenes y

andlisis, la DS-U3 permite :
controlar todas las opciones desde una PC

Unidad independiente
DS-L3

Equipada con gran monitor tactil y
un amplio conjunto de funciones,
la DS-L3 es de facil operacion

y permite adquisicion répida

de imagenes sin PC o monitor

ey

6

de computadora.

Modo de escena

Los parametros éptimos para la
captura de imagenes de cada
tipo de muestra y método de
observacién se pueden ajustar
faciimente mediante iconos.

- Oblea/circuito integrado
H Metal, cerdmica/plastico
Placa de circuito impreso
- Pantalla plana

Variedad de herramientas

Existen multiples funciones de
edicion disponibles que pueden
grabarse en las imagenes. Pueden
generarse datos de medicion
facilmente cuando sea necesario.
Medicion
(distancia de dos puntos) g

Funcién de medicion

o
i |le®
Point to toline Circle
istance istance distance

Funciones de comparacion de tamafio y posici - Funciones de dibujo------

<p
/a
aw ]+ [BE[ET [£1] 2 T | &
Scale . L XY Count — Pen drawing
indication J Cross-hairs Grid XY scale §measurement | marking J Textinput }straight/Curved)
.

y puede utilizarse en una amplia gama de aplicaciones.

Software de captura de imagenes serie "NIS-Elements

Unidn de imagenes

Permite unir imagenes de varios campos de vision para
crear una sola imagen.

. ....}.......
- o

EDF (profundidad de campo extendida)

Cree una sola imagen con enfoque completo a partir de
imagenes con enfoque diferente.

IXE RS
v
L3

o

" ¥
Cesesesseedtl 4 4 ; B O

Consulte los folletos de los productos particulares para obtener mas detalles.



Microscopios digitales ShuttlePix P-400Rv

Un microscopio digital Unico y completamente nuevo que puede ser portatil para adaptarse a muestras de cualquier tamafio o
acoplarse a una base para tomar imagenes de alto aumento y realizar diversas mediciones.

Base de enfoque motorizada + monitor tactil

Mediante la intuitiva operacién de los iconos tactiles o con la pluma, ahora es
posible captar imagenes con precision y realizar mediciones sencillas.

DF con un solo toque

Es posible adquirir imagenes EDF facilmente seleccionando la
posicion inicial y final en la muestra.

1
lﬂ%ﬁ

4 W,
oy |
Conjunto portat Base sencilla
Esta cabeza de camara El conjunto todo en uno cuenta con cabeza tl | -
liviana y ergonémica facilita de cdmara con zoom que funciona con baterfa . i
la manipulacién para todos y una base de reflexion sencilla y compacta;
los usuarios. ambas pueden llevarse a cualquier lugar para % = -
captar imagenes de alta resolucion. S
J

Perfiladores de superficies 3D sin contacto Serie BW-D500/
de resolucion vertical super alta Serie BW-S500

La tecnologia patentada de medicion por interferencia éptica de escaneo de Nikon alcanza una resolucion de 1 pm de altura. Nikon
permite superficies lustrosas en aplicaciones diversas, como obleas de silicio, cristal y deposicion de metales.

Modelo de alta velocidad | Modelo de alta resolucién en pixeles

Serie BW-D500 Serie BW-S500

Resolucién de altura 1 om
0) p

Néargrnracidad de reproduccion o
de medicion de altura 0: 8 nm (medicién de altura en pasos de 8 pm)

en

Tiempo de medicién
de de altura (escaneo de 10 uym)|(escaneo de 10 um)| (escaneo de 10 um)

Campo de vis < 2,015x2,015 pm* < 4,458x4,448 ym*
BW-S507

* El rango puede prolongarse mediante cambio de la lente de transmisién o unién.

Papel brillante

Superficie de ceramica pulida  Superficie de metal grabada Lente Cristal

Consulte los folletos de los productos particulares para obtener mas detalles. 7



Lentes objetivo

CFleo-2 / CFleo / CFalC

Los sistemas 6pticos CFI60-2/CFI60/CF&IC de Nikon son muy valorados por su exclusivo concepto } ¢ i A AR
de alta AN junto con larga distancia de trabajo. Estas lentes han seguido evolucionando para lograr la E\ - l H I
cuspide en términos de distancia de trabajo, correccion de aberracion cromatica y peso optimizado. i J i L5 g sy

BF: campo claro DF: campo oscuro POL: polarizacién S-POL: polarizacién simple UV-FL: contraste de interferencia diferencial UV-FL: fluorescencia UV FL: epifluorescencia

Modelo Aumento S-POL UV-FL
T Plan EPI _taumento | 003 | AT N I B B S ] bt B —
Plan (semi-apocromética) 2.5 aumentos 0.075 6.5 v = = = = = =
TU fluorita Plan EPI 5 aumentos 0.15 235 % - - v v A v %

Fluorita plan universal (semi-apocromética)

100 aumentos |

TU apocromatica Plan EPI .50 aumentos
Apocromética Plan universal (apocromética) ___100 aumentos_ ; Y

150 aumentos 0.9 1.5 v = = v v A = v
TU fluorita Plan EPI P 5 aumentos 0.15 23.5 v o v v v A v 4

Fluorita plan universal de polarizacion
(semi-apocromatica)

100 aumentos d v = v v v A v 4
TU Plan EPI ELWD . 20aumentos | 04 | 190 L~ T = = N VB bt ]
Plan universal con larga distancia de trabajo 50 aumentos 0.6 11.0 v = = v v B = v
CF|60'2 (semi-apocromatica) ~100aumentos | 08 | 45 o= e v | vB | — 1= v
T Plan EPI SLWD _..10aumentos | Y = V.o

CFleo

CFalC

Plan con distancia de trabajo super larga
(semi-apocromatica)

TU fluorita Plan BD
Fluorita plan universal (semi-apocromatica)

100 aumentos

TU apocromética Plan BD
Apocromatica Plan universal (apocromatica)

50 aumentos

150 aumentos

TU Plan BD ELWD
Plan universal con larga distancia de trabajo
(semi-apocromatica)

5

S

___20aumentos__ |

~ 100 aumentos |

L Plan EPI (Acromatica)

40 aumentos

LU apocromética Plan EPI/apocromética Plan universal (apocromética)

150 aumentos

LU apocromética Plan BD
Apocromatica Plan universal (apocromatica)

100 aumentos

L Plan EPI CR
Para inspeccién de sustrato LCD Plan (acromatica)
*Ofertas vélidas mientras duren existencias

100 aumentos |

CF IC EPI Plan
Plan (acromatica)

2.5 aumentos

100 aumentos

CF IC EPI apocromética Plan
Apocromatica Plan (apocromatica)

1

___50aumentos |

150 aumentos |

CF IC EPI Plan ELWD
Plan con larga distancia de trabajo (acromatica)

___20aumentos |

~ 100 aumentos |

CF IC EPI Plan SLWD
Plan con distancia de trabajo super larga (acromatica)

10 aumentos

5

___20aumentos |

100 aumentos |

CF IC EPIPlan Tl ___2:5aumentos _
DIC Plan 5 aumentos

CF IC EPI Plan DI ~10aumentos |
DIC Plan

100 aumentos |

\/ : Disponible/ —: No disponible *A: fijar posicion del prisma en A/B: fijar posicién del prisma en B

NIR/NIR-C

Lentes objetivo de infrarrojo cercano

Alcanzan alta transmision, del 90% o mas en la gama visible y 1,064 nm. Precisién de maqguinado significativamente mejorada en
tamafio pequefio con baja potencia. Adecuadas para semiconductores y LCD mediante reparacion laser.

Aumento D.T. (mm) Longitud de onda (n.m) Distancia parafocal (mm)

NIR, ! _20aumentos| 040 e n0e4532 9
Plan de infrarrojo cercano 50 aumentos | 0.42 1,064/532 95

NIR-C, *! .20aumentos| 040 e RBARBE SoE—
Plan de infrarrojo cercano (margen de coreccion de grosor del cristal de 03-1.1mm) | 50 aumentos 0.42 1,064/532 95.3

*1: consultenos sobre la transmision fuera del rango de visién y 1064 nm. *2: la D.T. se mide desde la superficie del objeto con cristal de cubierta de 1.1 mm de grosor.
*3: debido a un desplazamiento de la posicién parafocal cuando se utiliza en conjunto con lente objetivo sin cubierta, la distancia parafocal se corrige a través de arandelas y anillos de correccion.

Consulte los folletos de los productos particulares para obtener mas detalles.



Para incorporacion a microscopios

Unidades de enfoque modular . -__"'“ =1

IM-4, LV-IM/LV-IMA, LV-FM/LV-FMA -4
! ! LV-FMA Ty
Aptas para incorporarse a sistemas, estas unidades de enfoque permiten montar un iluminador 1
universal y un revoélver motorizado.
LV-IM/LV-IMA LV-FM/LV-FMA - d o
Tipo Manual | Manual/motorizado | Manual/motorizado 5o -
Recorrido vertical 30 mm 30/20 mm 30/20 mm LV-IMA
y
Unidad de autoenfoque dinamico
El autoenfoque hibrido cuenta con amplio alcance de enfoque y capacidad de monitoreo rapido. ‘
Se admite una amplia gama de métodos de observacién como campo claro, campo oscuro y DIC. — -
Pueden observarse tanto muestras reflectantes como transparentes. I
i
Sistema de oo Sistema de proyeccion dividida/sistema de deteccion de contraste .
hlibamtoduinitiood  LEDdeinframojo cercano (A=r70nm) H \
Tiempo de enfoque dentro de 0.7 seg. (lente obj.: 20 aumentos, distancia de la posicién focal: 200 um) il
Observacion Campo claro, campo oscuro, polarizacién, DIC
y

Microscopios de luz reflejada compact
Serie CM

Microscopios de luz reflejada ultra compactos, disefiados para integrarse a las
lineas de produccién para observar en monitores.

lie

CM-10A/CM-10L CM-20A/CM-20L CM-30A/CM-30L

Soporte C (soporte ENG posible con opcion)

Superficies de conexion

Cargadores de obleas

La tecnologia patentada de Nikon asegura la carga fiable de obleas ultra
delgadas de 100 uym. La serie NWL 200 permite lograr una carga de alta
confiabilidad, apta para inspeccién de semiconductores de Ultima generacion.

Didmetro 2200 mm/e150 mm/g125mm
300 um
”Grosor (optativa) | 300—1 OO um ...........................
Inspeccién macro de la superficie y la parte trasera 4

Consulte los folletos de los productos particulares para obtener mas detalles.



Sistemas de medicion por video CNC Serie NEXIV

Amplia variedad de aumentos y recorridos de platina disponibles para los diversos requisitos de los clientes.

Cuerpo principal (tipo/recorrido de la platina)

Estindar
VMA VMR/NMZ-R VMR-H

Serie VMA-6555  <ED VMR: VMR-1515/A/MR-10080/VMR-12072 VMR-H3030
Serie VMA-4540 @D VMZ-R: VMZ-R3020/VMZ-RA540/VMZ-R6555
Serie VMA-2520

= oy é

. L]
INEXIV VMA-4540 NEXIV VMZ-R3020

Campo de visién amplio

Recorrido XY (mm) 250x200 | 450x400 [ 650x550 0x550 |1000x800 | 1200x720

300x300

Cabeza de campo de visién amplio V4 V4 Vv VvV (V4 (V4

Cabeza estandar V4 Vv 4 4 4 4 4
Cabeza de alto aumento Vv Vv VvV Vv 4 4 \%
Recorrido del eje Z (mm) 200 200 200 150 200 200 200 150 150 150
Capacidad max. de carga garantizada (kg) 15 20 30 20 20 40 50 40 40 30
SCI S ESVES IR AESE 248 /1000 | 2+6L/1000 | 2+6L/1000 | 1.5+4L/1000 | 1.2+4L/1000 | 1.2+4L/1000 | 1.2+4L/1000 | 2+4L/1000 | 2.2+4L/1000 | 0.6+2L/1000
S B SR ECPANVATEEE 3+ /50 | 3+L/100 | 3+L/100 | 1.5+L/150 | 1.2+5L/1000 | 1.2+5L/1000 | 1.2+5L/1000 | 1.5+L/150 | 1.5+L/150 O,9+L/150‘

L = longitud en mm *1: con autoenfoque laser o sonda de toque

Cabezales de zoom

Tipo AU

El campo de
vision amplio y la

Equipado con relacion
de zoom ultra alta de

Equipado con
luces de anillo

distancia de trabajo superiores, 1-120 aumentos con 8
prolongada permiten inferiores y pasos. Adecuado para
que la operacion sea oblicuas con mediciones en blancos

pequefios, de hasta varios micrometros.

cémoda. Puede conectarse autoenfoque laser
0 sonda de toque como accesorios optativos.

angulos ajustables. El autoenfoque laser
TTL (a través de la lente) es una herramienta
estandar que permite escanear superficies

*La sonda de togque es una opcion solo para
a 1000 puntos por segundo.

la serie VMA.

0.622
0.467

0.582
0.437

0.311

Campo de vision | ancho(mm)x | 13.3 | 9.33 | 7.8 4.7 2.6
1.9 0.233

profundidadimm) | 10.0 | 7.01 | 5.8

Cabeza de campo de vision amplio »

Cabeza estandar

1.33 [1.165
1.00 (0.875

0.291|0.155
0.218|0.117

0.146 ‘0.070‘0.073 ‘0.039

0.109(0.068)0.055(0.029| D.T.

Cabeza de alto
aumento

1 O Consulte los folletos de los productos particulares para obtener mas detalles.



Serie Confocal NEXIV

Mediciones de altura de area amplia simultaneas con 6ptica confocal y medicion en 2D, con zoom de 15 aumentos de campo claro.

Cuerpo principal (tipo/recorrido de la platina)

VMZ-K3 O4OJi
~—p

VMZ-K6555 |
|

Recarmida Xy (o S00x400 Rl B90x550
| Aurnenta (tipo S} 1.5 aumentos/3 aumentos/7.5 aumentos | | 1.5 aumentos/3 aumentos/7.5 aumentos
Aumento (tipo H) 15 aumentos/30 aumentos 15 aumentos/30 aumentos
RecorridodelejeZmm [ 0 L 50
' Capacidad méax. de carga garantizada (o) [[REEEG_ Yo O 3
"""""""""""""" i15+25L/1000 P | AbBs25L/1000
""""""""""""""" 1+L/looo |  dsL000
Y, Y,

Cabezales de zoom

1.26 ‘ 1.00 | 0.8 ‘ 063 | 053] 0.4 ‘ 0.30 | 0.27 | 0.20 ‘ 0.11 ‘0.100 0.05
095|075 | 06 | 047 | 0.40| 03 | 0.23|0.20 | 0.15 | 0.08 |0.074| 0.04 | D.T.
24 mm
7777777777777777777 ] 24 mm
”””””””””” » ——> 5 mm
> D> > > - J 20 mm
30 aumentos » > ——5 | 5mm)

® Optica confocal @ Optica de campo claro  ® Campo claro e iméagenes en 3D disponibles

La serie Confocal NEXIV incorpora éptica confocal para lograr

evaluacion rapida y precisa de geometrias tridimensionales finas.
La optica confocal esta disefiada para medicion de altura de campo Q
de vision amplio.

Campo claro

Muestras multinivel y de alto contraste (placas de circuito impres

LLa observacion de campo claro en ocasiones
puede ser dificil por las lineas difusas a lo largo de
la estructura de la muestra. Estas lineas pueden
observarse y medirse con claridad gracias a

la Optica confocal. Imagen SEM

Las capas superiores de peliculas
transparentes delgadas y superficies
de metal pueden detectarse
facilmente con ¢ptica confocal.

Imagen de campo claro

Peliculas delgadas
dificiles de detectar

Imagen confocal

Las capas superiores e inferiores
se detectan con precision

—| |

Capa superior detectada Capa inferior detectada

Consulte los folletos de los productos particulares para obtener mas detalles.
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Microscopios de medicion

12

MM-200

we

Existe una amplia gama de
productos MM disponibles,
enfocados en lograr alta
precision y facilitar la
operabilidad.

MM-400

Modelo con platina grandeé

50x50 mm/ 5 kg v 4 v
i} 1100x100 mm/ 15 kg NS ) v E v
LI Laat=tae e [ I e T e S T
la platina/ L e e B \/ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Vo
capacidad | 200x150 mm/ 20 kg — = Vv
decarga  |"o50xi50 mmi 20 ko (NI e VR
1300x200 mm/ 20 kg NSRS ) — e VI
Altura méax. de la pieza de trabajo 110 mm 150 mm 200 mm
Cabeza Monocular v v —
Sptica Binocular | ) v v  f
2eies . N S N ¥ ik
= 4 4
CCD v 4 v
Aumentodelobi. [N 1/3/5/10 aumentos | | 1/3/5/10/20/50/100 aumentos '
/ F /

Con la tecnologfa éptica y las
nuevas platinas de Nikon es
posible lograr medicion de
alta precision.

La palanca de cambio de
movimiento grueso/fino y los
botones de reinicio y envio
se encuentran cerca de las
perillas del eje X e Y.

iF'?."—':

Perilla del eje Y

Perilla del eje X

Consulte los folletos de los productos particulares para obtener mas detalles.

Tipo universal

Se ofrece una linea compatible con
medicion dimensional y diversos

métodos de observacion.

\V : Disponible/ —: No disponible

Ayuda de enfoque (FA)

La nueva ayuda de enfoque (FA) con prisma

dividido entrega patrones nitidos para permitir
enfoque preciso durante mediciones del eje Z.
Los patrones de FA son claramente visibles
porque se dividen verticalmente.

Enfoque anterior

Enfocado

ﬁ

Objetivo

£ c E
Enfoque posterior




Proyectores de perfil

Los proyectores de perfil Nikon Modelo de escritorio Modelo de pantalla grand Modelo de pantalla grand
aplican los principios de la v_1 2 B V'24B

Optica a la inspeccion de piezas
manufacturadas mediante
la proyeccion de siluetas

ampliadas en una pantalla.

5050 mm/

Tamano de
la platina/
capacidad 200x150 mm/ 20 kg

decarga  ['550.150 mm/ 20 kg
225x100 mm/ 30 kg
Altura méax. de la pieza de trabajo 100 mm?*2 150 mm 250 mm
Pantalla 305 mm 500 mm 600 mm
Imagen Vertical Invertida Invertida
Aumento 5/10/20/25/50/100/200 aumentos 5/10/20/50/100 aumentos 5/10/20/50/100 aumentos
ente

Campo de visién (con lente de 10 aumentos)** 30.5 mm 50 mm 60 mm

Transportador digital 4 4 —
Contador digital v V4 Vv (Externo)

*1: campo de vision real = diametro efectivo de la pantalla/aumento de la lente \V : Disponible/ —: No disponible
*2: Altura maxima de la muestra de 70 mm con platina de 200x 150 mm instalada.

Sistemas de procesamiento de datos para microscopios de medicion y proyectores de perfil

Procesador de datos Software de metrologia
E-MAX _oa DP-E1 U-DP

-
Ofrece al usuario diversas funciones Eficaz cuando se utiliza en conjunto con El software de dimensiones geométricas con
avanzadas de medicion y procesamiento. un microscopio de medicién/proyector de navegador puede conectarse sin esfuerzo
La deteccion de bordes automatizada con perfil, calcula y procesa rapidamente los a través de Ethernet o Wi-Fi a dispositivos
procesamiento a nivel de subpixel permite datos de medicion. La operacion orientada electrénicos. La navegacion interactiva
mediciones mas precisas y repetibles. a las funciones del DP-E1 permite que el permite la operacion inmediata, y la
usuario realice mediciones con los graficos, distribucion sencilla de la pantalla facilita la
para entregar un entorno de medicion que confirmacion de los resultados de medicion.

funciona a la perfeccion.

¥ e ] :
| [® 9.8813
Y -1,3534

Conectado con proyector de perfil, Conectado con proyector de perfil, [Entorno operativo]

solo funciones de procesamiento de datos se requiere contador de reconversién y unidades DP. SO: Windows®XP, Windows®7
Memoria requerida: 2 GB (min.)
Navegadores recomendados: Windows® Internet Explorer
ver. 6.0.2.9 o posterior

Consulte los folletos de los productos particulares para obtener mas detalles. Y.




Autocolimadores

El autocolimador es un instrumento de metrologia facil de usar pero preciso para
angularidad, paralelismo, perpendicularidad y rectilineidad de componentes de
precision, guias de maquina y muchas otras aplicaciones.

6B-LED 6D-LED

30

8
il

=

3

Riom

1div=1min 3 1div=1min

0"

o

Cuenta con la distintiva 6ptica Optimo para medicién de
de Nikon para iluminar los espejos planos pequefios.
detalles de la superficie.

| Método de observacion 6B-LED: campo claro, 6D-LED: campo oscuro

Rango minimo 0.5 segundos de arco

pejo plano C lluminador LED AC-L1

Ambos lados son perfectamente 1 Unidad de iluminacion LED
paralelos, lo cual permite utilizarlos como ( para reconversion en la
referencia de superficie no reflectante. unidad de iluminacion del
También es util para medir angulos “ autocolimador 6B/6D.
extremadamente pequefos cuando seria

conveniente un espejo mas pequefio.
*Caja de madera suministrada.

Digmetro exterior | R somm 2 pilas AA, adaptador de CA

12 mm
Paralelism 2 segundos de arco

DIGIMICRO

14

Con sistemas de medicién de altura digitales
fotoeléctricos incorporados, DIGIMICRO ofrece
mediciones de contacto a la perfeccion de Unidad principal

dimensiones, grosor y profundidad. MF-1001 + contador
MFC-101A + base MS-21

Unidad principal
MF-501 + contador
TC-101A + base MS-11C

Unidad principal MF-1001
Rango de med 0-100 mm 0-50 mm

Precision (20°C) 3 pum 1um 0.7 um

Fuerza de medicién Direccion descendente 1.225 a 1.813 N Direccion descendente 1.127 a Direccion ascendente 0.245 N, descendente
(variable hasta aproximadamente 0.441 N), 1.617 N (variable hasta aproximadamente 0.637 N, lateral 0.441 N
lateral 0.637 a 1.225 N 0.294 N), lateral 0.637 a 1.225 N *Con liberacion de elevacion

Temperatura de operacion 0a40°C

Consulte los folletos de los productos particulares para obtener mas detalles.



Plano optico/paralela ¢ptica/escala estandar de 300 mm

Plano optico

El plano éptico se utiliza para verificar el nivel de planeidad
de una superficie, con acabado uniforme como un espejo.
El nivel de planeidad

puede medirse a través "ﬁ!._
de la observacion de
franjas de interferencia
mediante la ubicacion
del plano 6ptico en
contacto con la pieza
de trabajo.

Diametro

Cristal (260 mm) Cristal (130 mm)

Grosor 27 mm

0.1 um

Planeidad

Escala estandar de 300 mm

Callibra la precision del desplazamiento de la platina hasta
300 mm. Cuenta con calibraciones y patrones de sensor
en intervalos de 10 mm. Elaborado con cristal de baja
dilataciéon para minimizar la influencia del calor.

*Dentro de 1 um respecto a los valores de compensacion.

Consulte los folletos de los productos particulares para obtener mas detalles.

Paralela optica

Ambos planos de la paralela dptica tienen un preciso
acabado plano y paralelo. Se utiliza para verificar los
niveles de planeidad y paralelismo de una pieza de trabajo
a través de la observacion de .

franjas de interferencia mediante
la ubicacion de la paralela
Optica en contacto con la

pieza de trabajo.

Diametro

“Paralelismo dentro de 0.2 pm

*Planos opticos y paralelas dpticas con mayor precisién disponibles mediante pedidos especiales.
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Las especificaciones y los equipos estan sujetos a cambios sin previo aviso ni obligacion de parte del fabricante. Septiembre de 2014
N.B. Laexportacion de los productos* en este catalogo es controlada por la legislacién de comercio e intercambio exterior de Japdn. En caso de exportacion desde Japén, deben seguirse los procedimientos adecuados.

*Productos: hardware y su informacion técnica (software incluido)

* Las iméagenes de monitor son simuladas. Los nombres de empresas y productos que aparecen en este folleto son sus respectivas marcas comerciales o registradas.

A ADVERTENCIA | PARA GARANTIZAR EL USO CORRECTO, LEA CUIDADOSAMENTE LOS MANUALES CORRESPONDIENTES ANTES DE USAR EL EQUIPO.
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tel. +86 21 5836 0050
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